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提要f 本文报道用 1手里干涉仪通过同时记录干涉光强度和分束前光强度的方法挺测it品体的也光系数的混
，0.10 闸
'日 .，飞二。
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用于于通俗1光法剖证!?!体的也光系去5l，迈常对通

光面的加工斐求ffU'Jj，并且要获η各个电光系统有

时还 ffj 1í rí:;难.旦然同内外已有人采用干涉补住
沾L1. 2]3 但它的测证速度却较慢。

我们的测fJ*~ilQ门罔 1 所示。设分束前的光强

度为 1.， 干涉后任忌时刻的光强 I 与 1， 之比可以表

示为:

式中。 和 b 是分别与两干涉付 III各光学元仲的透过

率和反射率有关的市主义pδ 元;这二付之间的光相{\L延

迟。 I皿H 和 Imln R: 1 的阪大{，'r和机小也 . I，~ 和 1 .;3 是
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因 1 测量装丘简因

1-4∞ mm 长内腔 He-Ne tr; :2一育小圆孔的屏1

3一偏振片 4一玻璃片 5一分束部 6、 7一电光晶

片 8、 9一全反射镜 10一凸透钱 11一有狭缝的
鼻 12、 13一光接收器 14一双笔记录仪
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表 1

光波长 l
(um) :";".~ j~议布'( FπdV) γ1川cm V) I - 'f'。 'f', 

极ú'l法 æ 405.9土 8. 9 26.0土 0 . 6**

强度法 632 . 8 11 396.垦士 12.8 26 . 0士 0.9** 1 .5"'J. 7是 ] .47 G8骨

7 垂1 1. 0士 33.6 '..:5 .7 土 3 . 1*"

普通 [f; 光:去 5是6 . 1 文户、 [5J 369.1*"* 

556.0 飞 k;~ [6J 生43.6幡婚铸

备文献[是]的主主侣。

"根据文献[到的数值和我们的 Vx/~ ('0结果计算而得.

…根据文献[时[町的数值并叶-去击计算而得.

分别相应于 I 在 1rnax 和 1bilil 时刻的 1，值。图 1 示

出了 ì~tl母装置简图。

由于光是二次通过电光昂片p 因此被测晶片的

光牛kI位延迟改变 π 所需的电压变化就是四分之一波

长延迟也压 V:c 12o用分别测量 I 在 1mu 和 1míð 时加

在被测品片上的 Fg压求得V需12的方法称为慑值法。

如果被测品片的 V:c /2 较高p 可用另一片 V，，/ 2 较

低的非测量电光品片通过调节加该晶片的另一台直

流电压来随意改变δ 。 这样y 在被淘IJ品片未加电庄的

忻况下就能多次记录 1m.... 、 I由 lo 以及与它们同时的

1.~ 引 L.~o 用同样的方法改变 δ 到某个值 δ。(相 应

干这时的 I 为 10 )，使得在被测晶片突然加上某个直

沌眼值 V 时 (应尽旦大p VEM~; 几12 为最佳)
所引起 I 的变化盘斤1大p 相应于这时的 I 值为1uo 根

据记录到的 10、 1u 和该时刻的 1. 值 1.1 分别代入。〉
式便可求得 δ。和 δw 进而求得 V，， /2， 我们称这个方

法 :与强度法。

图 2 示出了一个记录实例。我们的测试样品是

s 叼 45。 的 ADP 品片p 其电极间Ji!ê d = :3 .4 mro . 光

自各 i宅'白~ ì =4S .0mm，用绸布和自来水抛光通光面，

只j冷杉眩予日载该片加以保护。根据文献[町的处理方

.738. 

24.5土 0.4 1. .5:..08 1. 4坷，)巳

20 . 8土0.3 1. 535主 ]生708

法，我们的结果和文献白， 6J的数值一同歹叶子表 1

中。

由于同一块晶片的 V，.. 是随若光波长的增大而

增大的p 因此我们的结果与文献[5J是一致的p 而文

献[6J的γJl 值偏小。

本干涉法有几个优点:①同时记录 I 和 1" 'èt 
激光的稳定'-~可以放宽要求;②用非测量电光品片

改变 δ来改善测量灵敏度和精确度，简单方便;③

测量时间短， 1. 的波动对测量影响小。
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